Sistema de microscopios BX53M/BXFM

Microscopia avancada simplificada

EVIDENT




Desenvolvido para aplicag6es industriais
e de ciéncia dos materiais

Projetada pensando na modularidade, a série BX3M oferece versatilidade

para uma ampla variedade de aplica¢bes industriais e de ciéncia de materiais.
Com integracao otimizada com o software PRECiV™, o0 BX3M oferece um processo
de trabalho ideal para usuarios de microscopia padrao ou de formacdo de
imagens digitais, da observacao a criacao de relatdrios.

Microscopia avancada simplificada

Faceis de usar

A operacao simplificada e guiada das configuracdes
do microscopio facilita o ajuste e a reproducdo das
configuragdes do sistema.

Funcionais

Desenvolvido para microscopia industrial tradicional,
0 BX3M expandiu suas funcionalidades para satisfazer
uma gama superior de aplica¢bes e técnicas de inspecao.

Optica de precisdo

Temos um longo histérico de producdo de 6pticas
de qualidade, fornecendo imagens superiores nas
oculares e no monitor.

Completamente personalizavel

O design modular proporciona a flexibilidade de criar
um sistema que satisfaca suas necessidades especificas.



Controles intuitivos de microscopio:
Confortavel e facil de usar

Ao realizar tarefas de inspecdo, normalmente o processo de ajuste das configuracdes do
microscépio, aquisi¢do de imagens e obten¢do das medi¢des necessarias a fim de satisfazer
os requisitos de geracdo de relatdrios consome bastante tempo. Talvez, vocé precise investir
tempo e dinheiro em treinamento na area de microscopia profissional, ou precise trabalhar
com conhecimento limitado sobre o potencial integral de um microscépio.

Com seus controles bem projetados e faceis de usar, 0 microscopio BX3M simplifica as tarefas
complexas de microscopia. Vocé pode aproveitar ao maximo o microscopio sem a necessidade
de uma formacao especializada. A operacdo facil e confortavel do equipamento também
melhora a reprodutibilidade, minimizando os niveis de erro humano.

Iluminador simples: Técnicas tradicionais simplificadas

O iluminador minimiza a necessidade de a¢bes complexas geralmente necessarias durante a operagdao do microscépio. O indicador
na parte frontal do iluminador permite que vocé altere facilmente o método de observacdo. E possivel alternar rapidamente entre
0s métodos de observagdo usados mais frequentemente na microscopia de luz refletida, como campo claro, para campo escuro ou
luz polarizada, alternando rapidamente entre diferentes tipos de analise. Além disso, a observacao de luz polarizada simples é
ajustavel ao girar o analisador.
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Amostra polida de AlISi

*Requer o controle deslizante de DIC para uso

3 As funcdes marcadas com este icone exigem o software PRECiV.

Controles intuitivos de microscépio

A utilizacdo das configura¢ées adequadas de diafragma de
abertura e diafragma de campo proporciona um excelente
contraste na imagem e faz o melhor uso da abertura numérica
da objetiva. A legenda orienta vocé para a configuragdo correta
com base no método de observacdo e na objetiva usados.

Posicdo correta

Posicdo incorreta

Restaure facilmente as configuracées
do microscopio: Hardware codificado

As fungdes codificadas fazem parte das configuracdes de

hardware da série BX3M com o software de analise de imagem
PRECiV". O método de observacdo, a intensidade de iluminacdo e a
ampliagdo sdo registrados automaticamente pelo software e
armazenados em conjunto com as imagens associadas. Como sempre
é possivel realizar as inspe¢des usando as mesmas configuracdes de
observacao, fica facil entregar resultados confiaveis de inspegdo.

Operador A Operador B

x Operadores diferentes usam configuracées diferentes.

= Recupere as configuracdes do
| dispositivo com o software PRECiV
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Diferentes operadores podem usar as mesmas
configuracdes.

Indice de escala de foco: Localize o foco rapidamente

O indice da escala de foco na estrutura auxilia no acesso rapido
ao ponto focal. Os operadores podem ajustar o ponto focal sem
visualizar a amostra através de uma ocular, poupando um
tempo precioso ao inspecionar amostras de diferentes alturas.

Gerenciador da intensidade de luz:
Iluminacgdo consistente

Durante a configuragdo inicial, é possivel ajustar a intensidade de
iluminacgdo para corresponder a configuracdo especifica do hardware
do iluminador codificado e/ou do porta-objetivas codificado.
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Aintensidade de luz é ajustada automaticamente para produzir a
imagem ideal ao trocar de aumento ou método de observagdo.

Operacao simples e confortavel

O design de um sistema pode afetar sua eficiéncia de trabalho.
Tanto sistemas independentes de microscopia quando os sistemas
integrados ao software de analise de imagem PRECiV desfrutam
dos beneficios de controles manuais convenientes que mostram
claramente a posicdo do hardware. Os controles simples permitem
que vocé mantenha o foco na amostra e na inspe¢do necessaria.

Controlador manual para rotagado do Controlador manual
porta-objetivas motorizado



Funcionalidade para diversas
tarefas de inspecao e analise

A série BX3M mantém métodos tradicionais de contraste da microscopia convencional, como
campo claro, campo escuro, luz polarizada e contraste de interferéncia diferencial. Conforme
novos materiais surgem, muitos dos problemas associados a detec¢do de defeitos utilizando
métodos de contraste padrdo podem ser resolvidos ao utilizar técnicas de microscopia
avancadas, a fim de efetuar inspe¢des mais precisas e confidveis. Novas técnicas de iluminagdo

e opcOes de aquisicao de imagem no software PRECiV de analise de imagem proporcionam mais

opgdes para avaliar suas amostras e documentar os achados. Além disso, o microscépio BX3M
também acomoda amostras maiores, mais pesadas e mais especializadas em compara¢do com

0s modelos convencionais.

Formacao de imagem avancada

Observagao MIX: O invisivel torna-se visivel

A tecnologia de observagdo MIX da série BX3M combina os métodos tradicionais de ilumina¢do com a iluminagdo de campo escuro.

Quando o deslizador MIX é usado, o seu anel de LEDs reflete campo escuro direcional sobre a amostra. Isso tem um efeito idéntico
ao campo escuro tradicional, porém fornece a capacidade de selecionar um quadrante de LEDs para direcionar a luz a partir de
diferentes angulos. Essa combinagdo de campo escuro direcional e campo claro, fluorescéncia ou polarizacao, é conhecida por
iluminacdo MIX, sendo particularmente Util para destacar defeitos e fazer a distin¢do entre superficies elevadas e depressoes.
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5 As fungdes marcadas com este icone exigem o software PRECiV.
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Imagem composta de vérias imagens com
campo escuro direcional de diferentes angulos.

Ao unir imagens claras sem halo, é criada uma
Unica imagem nitida da amostra.

MIA instantaneo: Formagdo de imagem [l EFIL: Crie imagens totalmente em foco
panoramica facil A funcdo de imagem focal estendida (Extended Focus

Agora é possivel unir imagens com facilidade e rapidez, Imaging, EFI) no software PRECIV captura imagens de
movendo apenas os botGes de ajuste XY na platina manual; ndo am.os.tras cujas alturas véo a"*m da profun@dade de foco da

é necessdria nenhuma platina motorizada. O software PRECiV™ objetiva, empilhando-as para criar uma s6 imagem totalmente
utiliza reconhecimento de padréo para gerar uma imagem focada. E pOSSI’VG| executar a EFI utilizando um eixo Z manual
panoramica, fornecendo aos usuarios um campo de vis&o mais ou motorizado, criando mapas de altura para uma visualizagdo
amplo em relacdo a um s6 quadro. simples de estruturas. Além disso, também é possivel criar

uma imagem EFI no PRECiV Desktop em modo offline.

Imagem focal estendida de um capacitor em
uma placa de circuito impresso

Imagem de uma moeda
com MIA instantaneo

HDR: Areas claras e escuras

PV
Com o processamento avancado de imagem, a alta variagdo dindmica (High dynamic range, HDR) ajusta as diferengas .
na claridade de uma imagem para reduzir o ofuscamento. O recurso de HDR aprimora a qualidade visual de imagens

digitais, ajudando a gerar relatérios com um aspecto profissional.
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Regides escuras e claras nitidamente expostas por HDR Melhoria do contraste por HDR
(amostra: lampada do injetor de combustivel) (Amostra: magnesita cortada)



Medicao avancada
Medi¢do bésica ou de rotina

O software PRECiV disponibiliza diversas fun¢des de
medicdo para que o usudrio obtenha facilmente

dados Uteis com base nas imagens. Para o controle de
qualidade e a inspegdo, frequentemente é necessario medir
caracteristicas nas imagens.Todos os niveis de licencas do
PRECiV incluem funcdes interativas de medicdo, como
distancias, angulos, retangulos, circulos, elipses e poligonos.
Todos os resultados medidos sdo salvos com os arquivos de
imagens para documentagdo complementar.

Contagem e medicdo

A detec¢do de objetos e a medi¢do de distribuicdo de
tamanho estdo entre as aplicagdes mais importantes

na formacdo de imagens digitais. O software PRECiV incorpora
um mecanismo de detec¢do que utiliza métodos de limiar para
separar objetos de maneira confidvel (por exemplo, particulas,
arranhdes) do plano de fundo.

Contagem e medicdo

Solugdes para a Ciéncia dos Materiais

O PRECiV™ oferece uma interface intuitiva e orientada ao
processo de trabalho para a andlise de imagens complexas.
Com o simples clique de um botdo, é possivel executar as mais
complexas tarefas de andlise de imagens de maneira rapida, precisa e
em conformidade com os padrdes industriais mais comuns. Com uma
reducdo significativa no tempo de processamento para tarefas
repetitivas, os cientistas de materiais podem manter o foco na analise e
na investigagdo. Os complementos modulares para inclusdes e graficos
de intercepcdo sdo executados com facilidade a qualquer momento.
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Solugdo planimétrica de dimensionamento de grdos com fase secunddria

7 As fungdes marcadas com este icone exigem o software PRECiV.

Medicdo de amostra 3D

Ao utilizar uma unidade externa de foco codificada ou

motorizada, é possivel capturar e exibir umaimagem EFL em

3D. Os dados de altura obtidos podem ser usados para medi¢6es 3D no
perfil ou a partir da imagem de visualiza¢do Unica.

Visualizagdo de superficie
3D (amostra do teste
de rugosidade)

| Visualiza¢do Unica e
medicao de perfil 3D

Capacidade avancada de amostras

Visualizacdo de mais tipos e tamanhos de amostra

A nova platina de 150 mm x 100 mm oferece um alcance mais
longo na dire¢do X do que os modelos anteriores. Em conjunto
com o design de parte superior plana, essa nova platina permite
a facil colocacdo de amostras de grandes dimensdes ou de
multiplas amostras na platina. A placa da platina tem orificios
roscados para acoplar suportes de amostra. A platina de maiores
dimensdes oferece flexibilidade aos usudrios ao permitir a
inspecdo de um maior nimero de amostras através de um unico
microscépio, poupando espaco valioso no laboratério. O torque
ajustavel da platina facilita o posicionamento preciso sob alta
ampliagdo com um campo de visdo estreito.

Flexibilidade para a altura e peso de amostras

Amostras com até 105 mm (4,1 pol.) podem ser preparadas na
platina com a unidade modular opcional. Gragas ao mecanismo
otimizado de focaliza¢do, o microscépio é capaz de acomodar
um peso total (amostra + platina) de até 6 kg (13,2 Ib). Isso
significa que é possivel inspecionar amostras de maiores
dimensdes e mais pesadas no microscépio BX3M, diminuindo

0 ndmero de microscopios necessarios no laboratério.

Ao posicionar estrategicamente um suporte rotativo para wafers
de 6 polegadas, os usuarios poderdo observar toda a superficie
do wafer simplesmente rodando o suporte ao passarem pelo
percurso de trajeto de 100 mm. O ajuste de torque da platina é BX53MRF-S
otimizado para facilitar o seu uso e a pega confortavel permite

encontrar mais facilmente a regido de interesse da amostra.

Flexibilidade para o tamanho da amostra

Quando as amostras sdo muito grandes para o posicionamento
em uma platina tradicional de microscépio, é possivel
posicionar os componentes Opticos principais para microscopia
de luz refletida em uma configuracdo modular. O sistema
modular BXFM pode ser montado em um suporte maior usando
um pilar ou em outro instrumento de preferéncia do usuario
utilizando um suporte de montagem. Isso permite aos usuarios
se beneficiar da nossa célebre 6ptica, mesmo quando as suas
amostras apresentam tamanhos ou formas exclusivas.

BXFM

Compativel com ESD: Proteja dispositivos eletronicos contra descargas eletrostaticas

O BX3M tem uma capacidade de dissipa¢do de descarga eletrostatica (Electrostatic discharge, ESD) que protege os aparelhos
eletrdnicos da eletricidade estatica causada por fatores humanos ou ambientais.



Tradicdao em Opticas de ultima geracao

Nossa tradicdo no desenvolvimento de dpticas de alta qualidade culminou em um histérico comprovado
de qualidade dptica e de microscopios que oferecem uma excelente precisao na medigdo.

Controle de aberracao de ondas

Ao usar um microscopio para pesquisa avangada ou integracao
de sistemas, é necessario padronizar o desempenho 6ptico para
todas as objetivas. As nossas objetivas UIS2 vao além dos
padrdes convencionais de desempenho em termos de abertura
numérica (AN) e distancia de trabalho (DT), fornecendo controle
de aberrag¢do de ondas que minimiza as aberracdes
responsaveis pela diminuicdo da resolugao.

Combinacdo de abertura numérica alta e
distancia de trabalho longa

As lentes objetivas sao essenciais para o desempenho de um
microscépio. As objetivas MXPLFLN adicionam profundidade
a série MPLFLN para formacdo de imagens de epi-iluminacao,
maximizando a abertura numérica e a distancia de trabalho
ao mesmo tempo. Resolu¢des mais altas em ampliagdes de
20X e 50X normalmente significam distancias de trabalho mais
curtas, o que obriga que a amostra ou a objetiva seja retraida
durante a troca da objetiva. Em muitos casos, a distancia de
trabalho de 3 mm da série MXPLFLN elimina esse problema,
possibilitando inspe¢des mais rapidas com menor chance de
a objetiva tocar na amostra.

Calibragdo automatica

A calibragdo automatica esta disponivel ao usar o

software PRECiV™, assim como em microscépios

digitais. A calibracdo automatica elimina a variagdo humana
nesse processo, promovendo medi¢des mais confidveis.

A calibragdo automatica usa um algoritmo que calcula
automaticamente a calibracdo correta a partir de uma média de
varios pontos de medicdo. Isso minimiza a variagdo causada por
diferentes operadores e mantém uma precisdo consistente,
otimizando a confiabilidade para uma verificagdo regular.

9 As funcdes marcadas com este icone exigem o software PRECiV.

Iluminacao de LED

O BX3M utiliza fonte de luz com LED branco de alta intensidade para
luz refletida e luz transmitida. O LED mantém uma temperatura de
cor consistente independentemente da intensidade. Os LEDs
oferecem uma iluminagao eficiente e duradoura, ideal para
inspecionar aplica¢des na area de Ciéncia dos Materiais.

Objetiva de 50X convencional:
AN 0,8, DT 1 mm

MXPLFLN50X:
AN DT 3 mm

Nome do modelo AN DT Nome do modelo AN DT

MPLFLN20X 0,45 | 3,1Tmm MXPLFLN20X 06 |3mm
MPLFLN20XBD 0,45 3mm MXPLFLN20XBD 0,55 | 3mm
MPLFLN50X 0,8 Tmm MXPLFLN50X 0,8 |3mm

MPLFLN50XBD 0,8 Tmm MXPLFLN50XBD 08 |3mm

Corre¢do de sombreado

O software PRECIV oferece a corre¢do de sombreado para
acomodar o sombreado nos cantos de uma imagem.
Quando usada com configuracdes de limite de intensidade,
a correcao de sombreado oferece uma analise mais precisa.

Wafer semicondutor (imagem binarizada)

Sombreamento

A correcdo de sombreado
produz uma iluminacdo
uniforme em todo o
campo de visdo.

Aplicacdes

A microscopia de luz refletida abrange diversas aplicacdes e setores. Abaixo temos apenas alguns exemplos do que pode ser
obtido usando diferentes métodos de observagao.

Campo escuro/MIX com campo claro

Padrao do circuito integrado em um
wafer semicondutor

(=]
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Campo escuro MIX com campo claro

O campo escuro é utilizado para observar luz
difusa ou difratada de uma amostra. Como
apenas elementos ndo planos refletem essa luz,
as imperfei¢des ficam claramente em destaque.
Os inspetores podem identificar até falhas
infimas. O campo escuro é ideal para detectar
arranhdes e defeitos infimos em uma amostra e
para examinar amostras com superficie
espelhada, incluindo wafers.

Afungdo MIX de campo claro/campo escuro permite a observagao
do padrdo do circuito integrado e da cor do wafer.

Ferro fundido de grafite esferoidal

Contraste de interfe-
réncia diferencial

Campo claro

O contraste de interferéncia diferencial (DIC) é
uma técnica de observacdo na qual a altura de
uma amostra, geralmente ndo detectével no
campo claro, é visualizada como um relevo,
semelhante a uma imagem 3D com contraste
melhorado. E ideal para inspecionar amostras que
possuem pequenas diferencas de altura, incluindo
estruturas metalurgicas e minerais.

Fluorescéncia/MIX com campo escuro

Residuo fotorresistente em um wafer
semicondutor

Fluorescéncia

Essa técnica é usada para amostras que fluorescem
(emitem luz de um comprimento de onda diferente)

quando iluminadas com um cubo de filtro especialmente

projetado que pode ser selecionado para a aplicagdo
especifica.Ela é usada para inspecionar contaminagéo
em wafers semicondutores, residuos fotorresistentes e
detectar fissuras com o uso de corante fluorescente.

A fungdo MIX de fluorescéncia/campo escuro viabiliza a observagao do
residuo fotorresistente e do padrao do circuito integrado.

Sericita

Luz polarizada

Campo claro

Esta técnica de observagdo microscépica usa a luz
polarizada gerada por um conjunto de filtros
(analisador e polarizador). As caracteristicas da
amostra afetam diretamente a intensidade da luz
refletida pelo sistema. Ela é usada para estruturas
metalurgicas (ou seja, padrdo de crescimento de
grafite em ferro fundido nodular), minerais, LCDs
e materiais semicondutores.

MIX com campo escuro

Luz transmitida/MIX com campo claro
Filtro de cores LCD

Luz transmitida MIX com campo claro

Essa técnica de observagdo é usada para amostras

transparentes, como LCDs, plasticos e materiais de vidro.

Afungdo MIX de campo claro/luz transmitida permite a observagéo da cor do

filtro e do padrao do circuito.

Secdo de eletrodo

Infravermelho (IV)

A observagdo com IV é usada para inspe¢des ndo
destrutivas de defeitos dentro de chips de circuitos
integrados e outros dispositivos eletronicos
fabricados com silicio ou vidro que transmite
facilmente comprimentos de onda de luz IV.

10
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Escolha a configuracao de acordo com sua necessidade

Seis sugestdes de configuracdo do BX53M
proporcionam flexibilidade para selecdo do
sistema que atenda suas necessidades da
melhor maneira.

l: Standard (Padr&o)
: Opcional

Estativa do microscépio

Método de observacao

R-BF: campo claro (refletida)

T-BF: campo claro (refletida/transmitida)

DF: campo escuro

DIC: contraste de interferéncia diferencial/polarizagdo simples

MIX: MIX

FL: fluorescéncia

IV: infravermelho

POL: polarizagao

* E possivel usar T-BF ao selecionar a estativa do microscépio refletida/transmitida.

Tluminador simples para alterar prontamente o tipo de anélise
Legenda da abertura para viabilizar a configuracdo correta de AS/FS
Hardware codificado para restaurar facilmente as configuragdes
Indice de escala de foco para encontrar o foco com rapidez
Gerenciador da intensidade de luz para iluminagao consistente
Operacdo facil e confortavel com controlador manual

Observagdo MIX para tornar o invisivel visivel

Objetivas

Platina na pagina 25.

Opcional

*Para mais detalhes, consulte a tabela de especificacdo

Uso geral
Entry (Basica) Standard (Padrao) Advanced (Avancada) Fluorescéncia Infravermelho Polarizagdao

Projetado para observacdo
infravermelha para inspe¢do
de circuitos integrados

- fl' i

Projetado para observar
caracteristicas de birrefringéncia

Facil de usar com
aprimoramentos versateis

Configuracdo facil com
recursos basicos

Compativel com vdrios recursos
avancados e exclusivos

Ideal para observagdo com
fluorescéncia

Amianto
(POL)

Resisténcia no padrdo do circuito integrado
(FL + DF/MIX)

Fio de cobre da bobina
(BF + DF/MIX)

Microestrutura com gréos ferriticos
(Refletido/DF)

t;ll

Filtro de cores LCD
(Transmitido/BF)

"ﬁ
|

E.s

Transmitida

Refletida ou refletida/transmitida Refletida

Refletida ou refletida/transmitida

Standard
(Padrao)

POL

o
Cor

DIC - -

DIC

Selecione entre 3 conjuntos de niveis de objetiva com base em suas aplicacdes

DIC MIX MIX

Selecione entre 3 conjuntos de niveis de objetiva com base em suas aplicagdes Objetivas para IV Objetivas para POL

Selecione 5 platinas com base no tamanho das suas amostras Selecione 5 platinas com base no tamanho das suas amostras Platina para POL

12
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Exemplos de configuragdes para Ciéncia dos Materiais

Combinacado de luz refletida e luz refletida/transmitida do BX53M

Existem dois tipos de estruturas de microscépio na Série BX3M, um deles orientado somente para a luz refletida e o outro para a
luz refletida e transmitida. Ambas as estativas podem ser configuradas com componentes manuais, codificadas ou motorizadas.

As estativas sdo equipadas com capacidade contra descarga eletrostatica (ESD) para a prote¢do de amostras eletronicas.

Exemplo de configuracdo BX53MRF-S

Combinacao de IV do BX53M

As objetivas IV podem ser usadas em aplica¢des de inspegdo,
medi¢do e processamento de semicondutores, em que é
necessdria a formacdo de imagens através de silicio para
visualizar o padrdo. Também oferecemos as objetivas
infravermelhas (IV) 5X a 100X com correcdo de aberracao
cromatica nos comprimentos de onda de luz visivel até o
infravermelho préximo. Para trabalhos de alta ampliacdo, a
rotacdo do colar de corre¢do da série de lentes LCPLN-IR corrige
as aberracdes causadas pela espessura da amostra. Uma sé
objetiva proporciona a obtencdo de uma imagem nitida.

dEgF\)/iecirS(l)J :jae Espessura Resolugdo™
Objetivas | Ampliagdes AN DT(mm) ~ do silicio
protecdo (mm) (um)
(mm)
. 5X 0,10 23 0-0,17 — 6,71
LMPLN-IR™ 10X | 030 18 0-0,17 - 2,24
20X 0,45 83 0-1,2 0-1,2 1,49%
LCPLN-IR™ 50X 0,65 4,5 0-1,2 0-1,2 1,03
100X 0,85 1.2 0-0,7 0-1,0 0,79"

*1 Resolugdes calculadas com o diafragma da iris de abertura totalmente aberto
*2 Limitado a até FN 22, incompativel com FN 26,5
*3 Com uso de 1100 nm

Exemplo de configuragdo BX53MTRF-S

eéﬂ@

Objetivas IV

sem corre¢ao

corrigida

Combinacao de luz polarizada do BX53M

A éptica de luz polarizada do BX53M oferece aos gedlogos as
ferramentas certas para a formacdo de imagens de luz
polarizada de alto contraste. Aplica¢des como identificacdo
mineral, investigacdo de carateristicas dpticas de cristais e
observacdo de se¢des de rocha sélida obtém beneficios da
estabilidade do sistema e do meticuloso alinhamento 6ptico.

Lentes Bertrand para observa¢des conoscoépicas e
ortoscépicas

Com um acessério de observacao
conoscépica U-CPA, a comutagdo
entre a observacdo ortoscépica e
conoscédpica é rapida e simples.
O equipamento tem ajuste de
foco para uma visualizagdo clara
dos padrdes de interferéncia do
plano focal posterior. O limitador ~ Acessorios de luz polarizada
de campo visual Bertrand torna

possivel a captura consistente de

imagens conoscépicas

claras e nitidas.

Configuragdo ortoscépica do BX53M

Configuragdo conoscépica/
ortoscépica do BX53M

Uma grande variedade de compensadores e laminas
de onda

Cinco compensadores —

diferentes estdo disponiveis vil’
para medir a birrefringéncia O

em cortes finos de rochas e
minerais. O nivel de retardo
de medicdo variade 0 a 20 A.
Para medicdes mais simples
e contrastes de imagens mais
altos, é possivel usar os compensadores Berek e Senarmont,
que alteram o nivel de retardo em todo o campo de visao.

Opticas livres de tensdo

Gragas a nossa sofisticada
tecnologia de design e fabricacdo,
as objetivas livres de tensao
UPLFLN-P reduzem a tensao
interna ao minimo. Isso resulta
em um valor de EF mais alto,
proporcionando um excelente
contraste na imagem.

Objetivas UPLFLN-P sem cepa

Série UPLFLN-P Intervalo de medigao dos compensadores

Objetivas AN ot Compensador Intervalo de Aplicagdes

medicdo
UPLFLN 4XP 0,13 17,0 mm
UPLFLN 10XP 0,30 10,0 mm Berek espesso 0/11.000 nm Medicdo de alto nivel de retardo (R*>3 A),
(U-CTB) (200 (cristais, macromoléculas, fibra etc.)

UPLFLN 20XP 0,50 2,1 mm

UPLFLN 40XP 0,75 0,51 mm Berek 0/1640 nm MedicZo de nivel de retardo (cristais,

UPLELN 100XOP 1,30 0,2 mm (U-CBE) (BN macromoléculas, organismos vivos etc.)
PLN-P* Medicdo de nivel de retardo (cristais,

d 0/546 nm ) . Ihoria d
Obietivas AN oT Compensador Senarmont (U-CSE) an organismos vivos gtc.) Me. oria de contraste
) da imagem (organismos vivos etc.)

PLN 4XP 0,10 18,5mm

L. " Compensador Brace-Koehler 0/20 nm Medicdo do contraste da imagem
Série ACHN-P 1/30 A (U-CBE2) (1/30N) (organismos vivos etc.)

Objetivas AN DT

Compensador de quartzo 500/2200 nm Medicdo aproximada de nivel de retardo
ACHN 10XP 0.25 6,0 mm (U-CWE2) @N (cristal, macromoléculas etc.)
ACHN 20XP 0,40 3,0mm
R
ACHN 40XP 0,65 0,45 mm R=nivelderetardo N
Para uma medigdo mais precisa, recomenda-se a utilizagdo conjunta dos compensadores (exceto o U-CWE2) com
ACHN 100XOP 1,25 0,13 mm o filtro de interferéncia 45-1F546

*Limitado a até FN 22, incompativel com FN 26,5

Sistema BXFM

O sistema BXFM pode ser adaptado a aplica¢des especiais ou integrado a outros

instrumentos. A constru¢do modular oferece uma adaptagdo simples a ambientes
e configuragBes exclusivos com uma variedade de pequenos iluminadores especiais —
e suportes de fixagdo.

14
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Design modular: Crie um sistema da sua maneira

Estativas de microscépio

Existem duas estativas de microscépio para luz refletida; uma delas
também tem capacidade de luz transmitida. A fim de acomodar amostras
mais altas, também ha um adaptador para elevar o iluminador.

: Possivel | Luz refletida Luz transmitida Altura da

amostra

1 BX53MRF-S 0-65 mm

2 BX53MTRF-S 0-35mm
1,3 BX53MRF-S + BX3M-ARMAD 40-105 mm
2,3 BX53MTRF-S + BX3M-ARMAD 40-75 mm

Acessodrios convenientes para utilizagdo em microscopia.

- HP-2 Prensa manual
- COVER-018 Protecdo contra poeira
Suportes

Para aplicagdes de microscopia nas quais a amostra ndo se adapta a platina,
é possivel montar o iluminador e as dpticas em um suporte maior ou em
outro equipamento.

Configuragdo do iluminador BXFM + BX53M

Ainterface da estativa pode ser montada em suporte para parede/
1 BXFM-F .
pilar de 32 mm
2 — BX3M-ILH Suporte do iluminador
3 L BXFM-ILHSPU Mola do contador para o BXFM
6 ——SZ-STL Suporte grande

Configuracao do iluminador BXFM + U-KMAS

Ainterface da estativa pode ser montada em suporte para parede/
1 BXFM-F "
pilar de 32 mm
4 — BXFM-ILHS Suporte U-KMAS
5 —SZ-STL Suporte grande
Tubos

Para imagens microscépicas com oculares ou para observacdo da cadmera,
selecione os tubos por tipo de imagem e postura do operador durante
a observagdo.

Iluminadores

O iluminador projeta luz para a amostra com base no método de observacdo
selecionado. Interfaces de software com iluminadores codificados para ler a
posicdo dos cubos e reconhecer automaticamente o método de observacao.

: Possivel | Fungdo codificada Fonte de luz BF DF DIC POL v FL MIX AS/FS
1 BX3M-RLAS-S Posicdo fixa de 3 cubos LED - integrado
LED

2 BX3M-URAS-S Posicdo afixavel de 4 cubos | Lampada de halogénio

Mercurio/guia de luz

LED

3 BX3M-RLA-S
Lampada de halogénio

4 BX3M-KMA-S LED - integrado
5 BX3-ARM Brago mecanico para luz transmitida

LED
6 U-KMAS

Lampada de halogénio

Fontes de luz

Fontes de luz e fontes de alimentag¢do para iluminagdo de amostras:
selecione a fonte de luz apropriada para o método de observacao.

Configuragdo padrdo da fonte de luz de LED

1 BX3M-LEDR Caixa da ldmpada LED para luz refletida
2 I_ U-RCV Conver50( DF para 0 BX3M-URAS-S, exigido para observagdo com DF,
se necessario
3 — BX3M-PSLED Fonte de alimentagdo para a caixa da lampada LED, requer o sistema BXFM
4 BX3M-LEDT Caixa da lampada LED para luz transmitida

Configuragao de fonte de luz de fluorescéncia

5 -LLGAD Adaptador de guia de luz
I_ Conversor DF para o BX3M-URAS-S, exigido para observagdo com
2 U-RCV S
DF, se necessario
6 —U-LLG150 Guia de luz, comprimento: 1,5 m (4,9 pés)
I‘U-LGPS Fonte de luz para fluorescéncia
8,9 -LH100HG (HGAPO) Caixa da lampada de mercurio para fluorescéncia
Conversor DF para o BX3M-URAS-S, exigido para observa¢do com
2 U-RCV i
DF, se necessario
10 — U-RFL-T Fonte de alimentagdo para lampada de merctrio de 100 W

Configuragdo de fonte de luz de ldmpada de halogénio e lampada de halogénio IV

1" -LH100IR Caixa da lampada de halogénio para IV

Cabo extensor para a caixa da lampada de halogénio, cabo com 1,7 m

12 U-RMT (5,6 pés) (requer extensdo de cabo, se necessario)

Ndmero de
" o | T[S | imagen |mecnme:

dioptria

1 U-TR30-2 22 Trinocular Fixo Inversa 1

2 U-TR30IR 22 Trinocular para IV | Fixo Inversa 1

3 U-ETR-4 22 Trinocular Fixo Ereta —

4 U-TTR-2 22 Trinocular Inclinavel Inversa —

5 U-SWTR-3 26,5 Trinocular Fixo Inversa —

6 U-SWETTR-5 26,5 Trinocular Inclinavel Ereta —

7 U-TLU 22 Porta Unica — — —

8 U-SWATLU 26,5 Porta Unica — — —

Especificacdo da fonte de alimentagdo de 100 V (200 V) para lampada

13,14 _}-H‘H 00(200) de halogénio de 100 W/50 W

L

Controlador manual para intensidade de luz de lampada de halogénio

15 (regulador de intensidade TH4-100 (200) sem controlador manual)

TH4-HS

16
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Porta-objetivas

Acessério para objetivas e deslizadores. Selecione pelo nimero e tipo
de objetivas necessdrias; também com/sem acessoério deslizador.

Numero de
: possivel | Tipo Orificios| BF DF DIC | MIX | ESD | orificios
centrais
1 P4RE Manual 4 4
2 U-5RE-2 Manual 5
3 U-5RES-ESD Codificada 5
4 U-D6RE Manual 6
5 U-D6RES Codificada 6
6 U-D5BDREMC Motorizada 5
7 U-D6BDRE Manual 6
8 U-D5BDRES-ESD Codificada 5
9 U-D6BDRES-S Codificada 6
10 U-D6REMC Motorizada 6
11 U-D6BDREMC Motorizada 6
12 U-D5BDREMC-VA Motorizada 5
Deslizadores

Selecione o deslizador para complementar a observagdo de campo claro
tradicional. O deslizador DIC fornece informag&es topograficas sobre

a amostra com opg¢des para maximizar o contraste ou a resolucao.

O deslizador MIX fornece flexibilidade de ilumina¢do com uma fonte
LED segmentada na trajetéria do campo escuro.

Deslizador DIC

Tipo Quantidade de cisalhamento | Objetivas disponiveis

standard MPLFLN’, MPLFLN-BD", LMPLFLN,
1 U-DICR (szr;g) Média LMPLFLN-BD, MXPLFLN, MXPLFLN-BD,
MPLAPON, LCPLFLN-LCD

Deslizador MIX

Objetivas disponiveis

2 ‘ U-MIXR-2 MPLFLN-BD, LMPLFLN-BD, MPLN-BD, MXPLFLN-BD

Cabo

- ‘ U-MIXRCBL*™* ‘ Cabo do U-MIXR, comprimento do cabo: 0,5 m (1,6 pés)

*1,25X e 2,5X ndo estdo disponiveis. **2,5X ndo estd disponivel. ***Apenas MIXR

Caixas de controle e controladores manuais

Caixas de controle para possibilitar a interface do hardware do microscépio
com um PC e controladores manuais para a exibicdo e controle do hardware.

Configuragdo do BX3M-CB (CBFM)

1 BX3M-CB Caixa de controle para o sistema BX53M

2 BX3M-CBFM Caixa de controle para o sistema BXFM

3 L BX3M-HS Controle de observagdo MIX, indicador de hardware codificado,
botdo de funcdo programavel do software (PRECiV)

4 ~ BX3M-HSRE Rotagdo do porta-objetivas motorizado

Cabo

B BX3M-RMCBL Cabo do porlta»objetivas motorizado, comprimento do cabo:

0,2m (0,7 pés)

Platinas

Platinas e placas de platinas para posicionamento de amostras.
Selecione com base na forma e tamanho da amostra.

Configuragdo da platina de 150 mm x 100 mm

1 -SIC64 Platina com haste superior de superficie plana de 150 mm x 100 mm

2 I—U-SHG (T) Pega operacional em borracha de silicone para melhoria (tipo espesso)
3 —U-SP64 Placa de platina para U-SIC64

4 —U-WHP64 Placa de wafer para U-SIC64

5 |~ BH2-WHR43 Suporte para wafer de 4-3 pol.

6 —BH2-WHR65 Suporte para wafer de 6-5 pol.

7 —U-SPG64 Placa de vidro para U-SIC64

Configuragdo da platina de 100 mm x 100 mm

8 -SICR2 Platina com haste direita de 105 mm x 100 mm
9 —U-MSSP4 Placa de platina para U-SIC4R2

10 [~ Y-WHP2 Placa de wafer para U-SIC4R2

5 L BH2-WHR43 Suporte para wafer de 4-3 pol.

11 —U-MSSPG Placa de vidro para U-SIC4R2

Configuragdo da platina de 76 mm x 52 mm

12 -SVRM Platina com haste direita de 76 mm x 52 mm
2 I_U-SHG (T) Pega operacional em borracha de silicone para melhoria (tipo espesso)
13 —U-MSSP Placa de platina para U-SVR M
14,15 —U-HR (L) D-4 Suporte fino de laminas para a abertura direita (esquerda)
Suporte de ldminas espessas para a abertura direita (esquerda), para
16,17 | —U-HR(L) DT-4 pressionar o vidro da ldmina contra a superficie superior da platina,
quando a amostra é dificil de levantar
Outros
18 U-SRG2 Platina giratéria
19 U-SRP Platina giratdria para POL, pode ser parada a 45° a partir de qualquer posi¢éo
20 I—U-FMP Platina mecanica para U-SRP/U-SRG2

Adaptadores de camera

Adaptadores para observacdo de camera. Selecionavel a partir do campo
de visdo e ampliagdo necessarios. O alcance de observagao real pode
ser calculado usando esta féormula: campo de visdo real (diagonal em
mm) = campo de visdo (nUmero de visdo) + ampliagdo da objetiva.

centralizagio Area de imagem do CCD
Ajuste de da ampliacio (nimero de campo) (mm)
(mm) 23pol. | 118pol. | 172 pol.
1| s com 1 - 107 88 8
2 | uTvixc 1 22 10,7 8.8 8
3 | U-TV0.63XC 0,63 — 17 14 12,7
4 | U-TVO.5XC-3 0,5 — 21,4 17,6 16
5 | U-TV0.35XC-2 0,35 — — — 2

Para Informagdes sobre cdmeras digitais, acesse nosso site:
http://www.olympus-ims.com/en/microscope/dc/

Oculares

Ocular para visualiza¢do direta no microscépio. Selecione com base no
campo de visdo pretendido.

: possivel ("F]’;‘n) Mecag;sz?gpcifi:juste Reticulo cruzado integrado
1 WHN10X 22
2 WHN10X-H 22
3 CROSS WHN10X 22
4 SWH10X-H 26,5
5 CROSS SWH10X 26,5
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Filtros 6pticos

Os filtros épticos convertem a luz de exposicdo da amostra em
varios tipos de iluminagdo. Selecione o filtro apropriado para
0s requisitos de observacgao.

Objetivas UIS2

As objetivas ampliam a amostra. Selecione a objetiva correspondente
a distancia de trabalho, poder de resolu¢do e método de observacao
para a aplicagao.

BF, DF, FL
Espessura do
) ) . . N -
1,2 U-25ND25, 6 Filtro de densidade neutra, transmissao 25%, 6% Objetivas Ampliacdes AN DT(mm) \;1512055*3 Res(oltrﬁ)ao
3 U-25LBD Filtro de cores tipo Daylight p (mr%) H
4 U-25LBA Filtro de cores de lampada de halogénio
MPLAPON 1 50X 0,95 0,35 0 0,35
5 U-25IF550 Filtro verde 2 100X 0,95 0,35 0 0,35
6 U-25L42 Filtro de bloqueio UV
: woun | 3 | | o |
7 U-25Y48 Filtro amarelo 4 4
8 U-25FR Filtro azul (necessério para o BX3M-URAS-S) 5 1,25X*5* 0,04 35 0/0,17 8,39
6 2,5X 0,08 10,7 0/0,17 4,19
7 5X 0,15 20,0 0/0,17 2,24
POL, DIC v MPLFLN 8 10X 0,30 11,0 0/0,17 112
9 U-AN-2 Adiregdo da polarizagdo é fixa 14 U-AN360IR Adirecdo da polarizagéo IV é giratdria (reduz o halo na observagéo 9 20X 0,45 31 0 0,75
L L de IV ao utilizar em combinagdo com U-AN360IR e U-POIR) 10 40X 0,75 0,63 0 0,45
10 U-AN360-3 A dire¢édo da polarizacdo é giratéria " UPOIR A direcio d - 1 50X 0,80 1,0 0 0,42
1 U-AN360P-2 A direcédo da polarizacdo de alta qualidade é giratéria . [r€ga0 da polarizagdo 1V € ixa 12 100X 0,90 1.0 0 037
e 16 U-BP1100IR Filt -baixa: 1100
12 U-PO3 A diregdo da polarizagéo é fixa fitro passa-baixa nm 13 20X 0,25 25 0/0,17 1,34
17 U-BP1200IR Filt -baixa: 1200 SLMPLN 14 50X 0,35 18 0 0,96
13 45-1F546 Filtro verde de 45 mm para POL fltro passa-baixa nm 15 100X 0,60 7.6 0 0,56
Outros Luz transmitida ]g 5X 0,13 22,5 0/0,17 2,58
2 U-25 E!:gr\i/:zio, para utilizar com outros filtros de 825 mm do 18 43IF550-W45 Ffltro verdel de 245 mm LVPLFLN 18 ;8§ gig gg 0/0617 é;i
19 U-POT Filtro polarizador 19 50X 0,50 10,6 0 0,67
®AN e PO ndo sdo necessérios ao usar o BX3M-RLAS-S e a U-FDICR 20 100X 0,80 34 0 0,42
Condensadores 21 5X 0,10 20,0 0/0,17 3,36
. . 22 10X 0,25 10,6 0/0,17 1,34
Os condensadores coletam e focam a luz transmitida. Utilize para a MPLN'® 23 20X 0,40 13 0 0,84
~ . 24 50X 0,75 0,38 0 0,45
observagao de luz transmitida. 25 100X 0,90 0,21 0 0,37
. . - . 26 20X 0,45 8,3/7,4 0/1,2 0,75
1 U-AC2 Condensador Abbe (disponivel para objetivas de 5X e superiores) LCPLFLN/LCD 27 50X 0,70 3022 012 0,48
2 U-sC3 Condensador Swing-out (disponivel para objetivas de 1,25X e superiores) 28 100X 0,85 1,2/0,9 0/0,7 0,39
Condensador de longa distancia de trabalho para placas de vidro 29 20X 0,55 3 0 0,61
3 U-LWCD - g g
(U-MSSPG, U-SPG64) MXPLFLN-BD 30 50X 0,80 3 0 0,42
4 U-POC-2 Condensador swing-out para POL 31 2,5X 0,08 8,7 - 4,19
32 5X 0,15 12,0 0/0,17 2,24
33 10X 0,30 6.5 0/0,17 1,12
MPLFLN/BD*? 34 20X 0,45 3,0 0 0,75
35 50X 0,80 1.0 0 0,42
36 100X 0,90 1.0 0 0,37 ) )
37 150X 0,90 1,0 0 0,37 *1 Oleo especificado: IMMOIL-F30CC/IMMOIL-8CC/IMMOIL-500CC/IMMOIL-F30CC
H *2 A objetiva MPLFLN40X n&o é compativel com a microscopia de contraste de
Unidades de espelho 38 x| 015 120 00,17 2,24 terferénca diferenci
. . . MPLFLN/BDP"” ig ;g; 8'[213 g'g O/%'1 7 2)'23 *3 0: Para visualizar amostras sem vidro de prote¢do
Un|dade de eSpe|h0 para (0] BX3M'URAS'S. Se|ECIOne a Un|dade para a 41 50X 0'75 'I’O 0 0'45 *4 Resolugdes calculadas com o diafragma da iris de abertura totalmente aberto
observagéo necessaria. 42 100X 0:90 1:0 0 0:37 *5 Limitado até FN 22, sem conformidade com FN 26,5
*6 O analisador e o polarizador séo recomendados para uso com MPLFLN1.25X e 2.5X
1 U-EBF Para BF, filtro ND removivel 43 5X 0,13 15,0 0/0,17 2,58 *7 BD: objetivas de campo claro/campo escuro
. 44 10X 0,25 10,0 0/0,17 1,34 *8 Pode ocorrer uma leve vinheta na periferia do campo quando as objetivas da série
2 U-FDF Para DF LMPLFLN/BD 45 20X 0,40 12,0 0 0384 MPLN-BD sdo usadas com fontes de luz de alta intensidade, como mercurio e xénon,
- L . 46 50X 0,50 10,6 0 0,67 -
3 U-FDICR Para POL, a posi¢do dos nicéis cruzados é fixa 47 100X 080 33 0 042 para observagdo de campo escuro
4 U-FBFL Para BF, filtro ND integrado (é necessdrio usar BF* e FL) 48 5x 0.10 12.0 0/0.17 336
5 | u-Fwus Para FL ultravioleta: BP330-385 BA420 DM400 49 10X 0.25 65 01017 134
MPLN/BD™*7*® 50 20X 0,40 1.3 0 0,84
6 U-FWBS Para FL azul: BP460-490 BA520IF DM500 51 50X 075 038 0 045
7 U-FWGS para FL verde: BP510-550 BA590 DM570 52 100X 0,90 0,21 0 0,37
8 U-FF Unidade de espelho vazia MPLAPON2 o1|(£>*(1 145 01 0 0,23
*Apenas para iluminagéo episcépica coaxial

Definicdo de abrevia¢des de lentes objetivas

Tubos intermediarios MPLE®ao FLN1T00 BD
Varios tipos de acessérios para mdltiplas finalidades. Para usar entre o tubo \ \ ‘
e o iluminador. | | :

M: metallrgica (sem tampa) PL: Plano/Corrige a Nenhum: Acromatica/Corrige a aberragdo em dois Numero: Nenhum: campo claro
. MX: alta abertura numérica e curvatura do comprimentos de onda de azul e vermelho ampliacdo da lente BD: campo claro/
1 U-CA Seletor de ampliagdo (1X, 1,25X, 1,6X, 2X) - longa distancia de trabalho campo da periferia FL: Semiapocromatica/Corrige a aberracdo objetiva campo escuro
2 U-TRU Unidade trinocular intermedidria - - para uso rr)et_all]rgico _do plano da cromatica na faixa visivel (violeta a BDP: Campo cIaro/_camPo
/ 3 LM:  longa distancia de trabalho imagem vermelho) escuro/ polarizacdo
= para uso metalurgico APO: Apocromética/Corrige de forma ideal a 1v: v
£, SLM: distancia de trabalho aberragdo cromética em toda a banda LCD: LCD
by ¥ superlonga para uso visivel (violeta a vermelho)
V metaldrgico
LC: observacdo através do
1 substrato
2




Diagrama do sistema BX53M (para a luz refletida e a combinacao de luz refletida/transmitida)

@ Digital cameras

U-LLG150

| - -
' Control box and cable connection diagram
I
@ U-CMADS3 + U-TV1X-2 U-TV0.5XC-3 | Motorized nosepiece MIX slider for
U-TVIXC U-TV0.35XC-2 I U-DSREMC reflected light
U-TV0.63XC ! U-DSBDREMC observation
! U-D6BDREMC U-MIXR-2
= | U-D5BDREMC-VA
I - 1 I
! Tubes and eyepieces *% Wide-field * Super-wide-field * Eyepieces * Eyepieces : ! E] %O PN
\ //5\ trinocular tube Q. trinocular tube Single tube WHN10X SWH10X-H H 1 v
| =] U-TR30-2 U-SWTR-3 U-TLU WHN10X-H CROSS | | Coded nosepiece Coded llluminator Reflected LED Cable for Cable for
! U-ETR-4 U-SWETTR-5 U-SWATLU CROSS SWH10X 1 I U-5RES-ESD BX3M-RLAS-S lamp housing motorized nosepiece U-MIXR
: U-TTR-2 WHN10X : : U-D5BDRES-ESD BX3M-URAS-S BX3M-LEDR BX3M-RMCBL U-MIXRCBL
| o o L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L e e ettt eeeree=rg£rg£r£reereeeeeeeeeee—————— . | | U-D6RES
| U-D6BDRES-S
__________________________________________________________________________________________________________________________ H
| R ! l
1
' Intermediate tubes - =3 bigital cameras | ‘ PC with PRECIV
i Magnification Eye point 9 | ! Software
: | Hun [Q
| ﬁ changer Q adjuster ! h d H
| U-CA U-EPA2 ﬂli Trinocular camera adaptor 1 1 H ‘A
! = U-TRU + Camera adaptors ! | ! " OR
|
| ! | Control box
| Frame BX3M-CB + Power supply cable* t =
; l | BX53MRF-S Standalone
I ' | BX53MTRF-S + connection kit
! | ! Power supply cable* DP2-AOU
I \ |
| I
: i ! (:]
| I
I | ] \
[e]@) O®» ] 38 ! Transmitted LED
: Reflected Coded Reflected light Coded universal [J I—P IO_I . ! : lamp housing Hand switch Hand switch
I LED light for BF | reflected for BF/DF reflected light Rotatable Polarizer slider  NDfitters  Filters ! | BX3M-LEDT BX3M-HS for motorized
I BX3M-KMA-S | LED light BX3M-RLA-S BX3M-URAS-S analyzer for reflected U-25ND25  U-25LBD | | nosepiece
| for BE/DF/POL U-AN360-3 light U-25ND6  U-25LBA ! ! “This is a local item. BX3M-HSRE
i BX3M-RLAS-S U-PO3 U-25IF550 1 L T Tl _____.
1 U-25L42 '
! @ i U-25Y48 L.
|
U-25FR ! ! . " .
| LED light Mirror units u-25 ! 1 Stand-alone light manager configuration
: source U-FF U-FDICR 1 | N N N
BX3M-LEDR U-FBF U-FWBS | l Reflected light or transmitted light N I
' U-FDF U-FWGS | | LIM function for magnification
| e I I e -
| U-FBFL_U-FWUS ' | [ttt ittt y ' W Coded nosepiece ! | :
! ! | ! | ! U-5RES-ESD i ' !
I i 1 - | - | |
i [l @ m:‘: ! ! . ! ! t: ggg[E):Es ESD ! | Manual lluminator !
| | | 1 - | 1
| | ! | | I U-DGBDRES-S ! | BX3M-KMA-S !
: LED light Mercury light source Light guide source | | } | | e _____ | : !
i source U-LH100HGAPO + U-LLGAD + U-LLG150 ! ! | [ ® 0 oM ‘
| BX3M-LEDR U-RFL-T +U-LGPS i | | 0 I OR
i Option: U-LH100HG + U-RFL-T Option: I I : | 1 -: T T TTTTTT ST T oo TTTTTTTTooooo N
-RCV*? ion: - %2 1 1 | !
| vre A vael | | | | B\l T | @ |
! 1 | ! BX53M frame for | 1 ) ! ! !
: ! : : reflected light 1 : Mol;%rgéinrgsep\ece %ii)(\)e”;%rd : : Manual llluminator Reflected LED lamp housing :
. I - -RLA- X
: ! ! BX53MRF-S ! | U-DSBDREMC nosepicce ! | BX3M-RLA'S BX3M-LEDR !
i . ! | i ! | U-D6BDREMC BX3M-RMCBL | e |
! Nosepieces L . \ i ! i | U-D5BDREMC-VA '
) Objectives and sliders | 1 | ! |
! %@ ° ° [ ® ° ° ° i ! oR ! F |0 |
| W (v F ! o |
i = ! ‘ B G| !
| ) | ! T T T T T TS TSI T T TS T a ! . e o |
For BF For BF with For BF/DF For BF/DF Motorized BD BF = o} 53 = = 3 | | 1 1 Hand switch for 1 !
| U-5RE-2 slider slot with slider slot revolving nosepiece with objectives : (G ) | ! } 1 ! motorized nosepice Control box } ! !
I U-5RES-ESD | U-D6RE U-D6BDRE vacuum function DIC sliders MIX slider DIC sliders DIC sliders 1 : | i H BX3M-HSRE BX3M-CB | | |
1 U-D6RES U-D5BDREMC U-D5BDREMC-VA U-DICR U-MIXR-2 | U-DICR U-DICR ' | . | lemmcmmmmccccmmmcccm e e e ! | i |
i U-D6REMC | U-DSBDRES-ESD ° = = i ! | ! | Coged luminator !
i U-D6BDRES-S BD-M-AD BD-M-AD ! | ! ] i i R !
! U-D6BDREMC BF/DF BF BF BF/DF BF | | ' | . !
' D biecti biecti biecti D biecti objectives H ! | : No LIM function
| ! |
! ! | ! | %W Manual nosepiece
| I | P | |
| I BX53M frame for Transmitted LED | U-P4RE ! |
1 I
\ | } reflected/transmitted light lamp housing | U-5RE-2 \ 1
1 Frames ) ! | BX53MTRF-S BX3M-LEDT ' U-D6RE I - !
! Height adaptor i | : U-5BDRE 1 Coded llluminator Reflected LED lamp housing 1
: g BX3M-ARMAD ; 1 ' U-D6BDRE : BX3M-URAS-S BX3M-LEDR :
I I
: | o ____ 1 ielelelelelaleintntniaiaiaiaiaiaiaiuiniininiainiaiaieie '
I
| Controller for BX3M e - -~ - -~~~ ~—"“'“+“+\ "S-~ _—_—_—_—_.
1
: 5 BX53M frame for BX&38M framefor | D1 .
\ reflected light q reflected/transmitted light ! . . .
i BX53MRF-S =l BxsamTRF-s ' MIX observation configuration
! Option: Option: Control box | y " N
: HP-2* - HP-2*2 BX3M-CB l Frame, control box and hand switch Nosepiece and slider
| COVER-018* COVER-018" !
N B e PP N B e -
: E Transmitted =} 1 : : : ° :
| LED lamp housing Hand switch ~ Standalone PC with PRECIV ! I H I % BF/DF with slider slot H
: BX3M-LEDT BX3M-HSRE connection kit Software | . ! | U-D6BDRE !
! BX3M-HS  DP2-AOU ! 1 ! ! U-D5BDRES-ESD |
1 ! U-D6BDRES-S !
: Controller for BX3M : : Control box | : U-DSBDREMG I
, ! ! BX3M-CB | ! U-D6BDREMC |
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ! I Frame | ! |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - ! BX53MRF-S i i
| h I | | === )
| ! | BX53MTRF-S ! | !
| Stages | ! | ! | M slider for Gable for U-MIXR !
i =FT= i | : ) ! , reflected light observation ~ U-MIXRCBL !
! R b Mechanical right Right hand control Right hand control 150 mm x 100 mm stage ! : ! Eiginsvﬂts‘:h | ! U-MIXR-2 |
: tota\a e hand control stage large-size stage J U-SIC64 : | 1 i ! 1 !
| U'sRa2 U-SVRM U-SIC4R2 Option: U-SHG U-SHGT*2 | ! ' ! ! :
1 ion: U-! K *2 I
i U-SRP Option: U-SHG/U-SHGT : 1 ; : ' :
I I I
| : ! | 1 | 1
| | :
| ! I
I 1
! EEB -]' Stage plate Plate Stage glass Stage plate Wafer holder plate Stage glass plate !
: o U-MSSP4 U-WHP2 plate U-SP64 U-WHP64 U-SPG64*! !
174 1
! Mechanical Stage plate Specimen 78, U-mssper! 78, ! i
lechanical
i stage U-MSSP holders (Q) @ Wafer holder plate : !
| " ND W/ BH2-WHR43 I
! U-EMP U-HLD-4 BH2-WHR65 i i
| U-HLDT-4*! Wafer holder plate : :
| U-HRD-4*! BH2-WHR43 i :
! U-HRDT-4*' ! |
1 1 |
e 1 )
T T B T T T T T T TP [ @Memuw\igmwuwe [l Power supply unit for mercury lamp
! . | } U-LH100HGAPO*? == U-RFL-T + Power supply cable*'
1 Condensers Gondenser Long working i i U-LH100HG*
: U-AC2*' U-SC3*! distance condenser | |
! U-POC-2+1 U-LWCD*! ' |
! | I
|
| Filter (@45 ' | . =@um:m . .
! U-PéT*‘ ) 43IF550-W45*1 : | Ugr}-gﬂ%e source L;qunfrjnhghl guide
| 45-1IF546*1 : : -
|
I

*1 For transmitted light combination only
*2 Please select as necessary ettt
*1 This is a local item.
*2 Bulbs are required for these light sources.
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Diagrama do sistema BXFM

U-TVIXC
U-TV0.63XC

E= Digital cameras

U-TV0.35XC-2

|
|
|
|
|
|
U-CMAD3 + U-TV1X-2 U-TV0.5XC-3 |
|
|
|
|

Tubes and eyepieces

Wide-field trinocular tube
U-TR30-2
U-ETR-4
U-TTR-2

ol O

i

I

I

i

I

I

Super-wide-field trinocular tube Single tube |
U-SWTR-3 U-TLU |
U-SWETTR-5 !
I

I

* Eyepieces * Eyepieces |
WHN10X SWH10X-H I
WHN10X-H :

CROSS SWH10X |

WHN10X |

|

Intermediate tubes

Reflected Coded refiected | Reflected light
LED light ED light for BF/DF
for BF for BF/DF/POL | BX3M-RLA-S
BX3M-KMA-S | BX3M-RLAS-S

[m: )

LED light

source
BX3M-LEDR

Nosepieces

@ B B &
For BF For BF with For BF/DF For BF/DF
U-5RE-2 slider slot with slider slot Motorized BD
U-5RES-ESD | U-D6RE U-D6BDRE revolving

U-D6RES U-D5BDREMC nosepiece with

U-D6REMC | U-DSBDRES-ESD | vacuum function
U-D6BDRES-S | D5BDREMC-VA
U-D6BDREMC

BXFM frame
BXFM-F

for BXFM

Stand

|
1

1

1

1

1

1

|

1

1

1

|

1

1

| Controller
1

1

1

|

1

1

|

1

1

1

1 sz-STL
1

|

*1 Please select as necessary

= o3

@ {A (i

aDigilal cameras
Magnification Eyepoint

changer adjuster

U-CA U-EPA2 gﬂ

Trinocular camera adaptor
U-TRU + Camera adaptors

Coded universal

Reflected light
reflected light for BF

BX3M-URAS-S U-KMAS
i} :]

Mirror units LED light

U-FF  U-FDICR source

U-FBF U-FWBS
U-FDF U-FWGS
U-FBFL y-Fwus

BX3M-LEDR

Power supply LED light Mercury light Light guide Power supply
for LED source source source for LED
BX3M-PSLED BX3M-LEDR U-LH100HGAPO + U-LLGAD + BX3M-PSLED
Option: U-RFL-T U-LLG150
U-RCV* U-LH100HG + +U-LGPS
U-RFL-T Option:
Option: U-RCV**
U-RCV*
Power supply
for LED
BX3M-PSLED
lluminator holder for BXFM lluminator
BX3M-ILH holder BXFM
Option: BXFM-ILHSPU*2 BXFM-ILHS
[ ] [ ] [ ]

Qo]
Rotatable Polarizer NDfiters  Filters
analyzer slider for U-25ND25  U-25LBD
U-AN360-3  reflected light ~ U-25ND6  U-25LBA
U-PO3 U-25IF550
U-25L42

U-25Y48
U-25FR
uU-25

Objectives and sliders

[ ] [ ] ° [ ]
ahjoctives T3 ERCS AR
U-DICR | U-MIXR-2 U-DICR A U-DICR
[ ] =
BD-M-AD BD-M-AD
D BF/DF DBF DBF D BF/DF DBF

Controller for BXFM

E
BXFM control box

BX3M-CBFM
Hand switch ~ Standalone PC with PRECiV
BX3M-HSRE connection kit - Software

@ BX3M-HS DP2-AOU

Control box for 4 f
coded function

U-CBS Standalone PC with PRECiV
connection kit Software
DP2-AOU

Control box and cable connection diagram

& Ry

Coded nosepiece

Motorized nosepiece MIX slider for

PC with PRECIV Software

Control box for
coded function
U-CBS +
Power supply
cable*

Standalone

connection kit

DP2-AOU Hand switch
BX3M-HS

the motorized system, but not with both.
*This is a local item.

U-D6REMC reflected light
U-5RES-ESD U-D5BDREMC observation
g-gggggEs-ESD U-D6BDREMC U-MIXR-2
U-D7RES U-DSBDREMC-VA
U-D6BDRES-S

Extension cable Extension

for motorized cable for

nosepiece U-MIXR

BX3M-RMCBL U-MIXRCBL

BXFM control box
BX3M-CBFM + Power supply cable*

Hand switch
for motorized
nosepiece
BX3M-HSRE

DP2-AOU is available only with either the coded system or

MIX observation configuration

Frame, control box and hand switch

B
BXFM control box Hand switch
BX3M-CBFM BX3M-HS

° -
W BF/DF with slider slot for DIC/MIX
U-D5BDREMC

! |
! 1
' U-D6BDRE !
| U-DSBDRES-ESD U-D6BDREMC |
I U-D6BDRES-S \
! |
1 I
1 s

! [EC R e—a '
! MIX slider for Extension cable for |
: reflected light observation U-MIXR !
| U-MIXR-2 U-MIXRMCBL :
1

@ Mercury light source

U-LH100HGAPO™

U-LH100HG*
Light guide source Liquid light guide (1.5 m)
U-LLGAD U-LLG150

(|

LED light source
BX3M-LEDR

Power supply for LED

"1 This is a local item.
*2 Bulbs are required for these light sources.

Power supply unit for mercury lamp
U-RFL-T + Power supply cable™'

Light source
U-LGPS™ +
Power supply cable*!

BX3M-PSLED + Power supply cable*'

Diagrama do sistema BX53M

(para observacao 1V)

u-
LT _______ |
I sy 7
1 Tubes and eyepieces |
1 * @ wenox cross | |
| o . |
: Lrir%?é:;‘lagube for IR WHN10X-H WHN10X i
L -
Illumination

2

T

Reflected light
for BF

Reflected light Coded universal

for BF/DF reflected light
BX3M-RLA-S BX3M-URAS-S U-KMAS*
Mirror units
-FBF
Halogen light m m Halogen light
for IR for IR
ﬁ)_fﬁ?o%rm + Rotatable Reflected Eo_tll_rﬁio?)rm +
" analyzer polarizer »
gs:o:‘fm’ 200 slider for IR siider for IR gm):m' 200
U-RMT/TH4-HS* U'AE%O'R U-POIR U-RMT/TH4-HS*

ND filters Band path Filters
U-25ND25 filtersfor IR U-25
U-25ND6 U-BP1100IR

Q T d

U-BP1200IR
I U e
' Nosepieces . Objectives = i
°
: For IR For IR |
i U-5RE-2 &= BD-M-AD U-5RE-2 I
! U-5RES-ESD U-5RES-ESD !
| U-DERE O IR objectives u-o |
1 I

B T | Qs

Height adaptor llluminator holder lluminator holder
BX3M-ARMAD for BXFM BXFI
BX3M-ILH*! BXFM-ILHS*!

Option:
BXFM-ILHSPU*

BX53M frame

for reflected light BXFM-F*!
BX53MRF-S

Option:

HP-2+2

COVER-018*2

Controller for BX53M

i
i
|
|
l
|
|
l
i
|
|
i
|
|
|
i
|

BXFM frame |
i
i
|
|
i
|
|
l

Controller for BXFM |

|
|
i
|
|
i
i
|

Stand
SZ-STL*!

P _________________________________________\
'Stages |

I
! |
| I
[ e} I
I
' Rotatable |

stage
: U-gRGZ Mechanical right Right hand control Right hand control :
| U-SRP hand control stage large-size stage 150mm x 100mm stage |
| U-SVRM U-SIC4R2 U-sicé64 |
| Option: Option: U-SHG*2 |
! U-SHG*2 U-SHGT*2 I
! U-SHGT* !
! |
I I
| (D EF I N
I E - |
! Mechanical stage Stage plate St |
I < _ age plate Plate Stage plate | Wafer
| U-FmP U-Mssp U-MSSP4 U-WHP2  U-SP64 holder plate |
| - U-WHP54 |
, > 9 !
| ©) ()
! © (&) !
| Wafer holder plate Wafer I
! BH2-WHR43 holder plate |
! BH2-WHR43 |
! BH2-WHRE5 |
| |
Illumination and cable connection diagram
A7 D
Halogen light o
source for IR Extension cord External light source Hand switch

U-LH100IR*2 U-RMT TH4 + TH4-HS

*1 This is a local item. Power supply cable*

2 The bulb is required for this light source.

Controller for Controller
BX53M for BXFM Q E
BXFM control box —_—
BX3M-CBFM Hand switch ~ PC with
Control box BX3M-HSRE PRECIV Software
BX3M-CB BX3M-HS
Hand switch ~ PC with
BX3M-HSRE ~ PRECIV Software =
BX3M-HS o [l
=
BXFM control box for PC with
coded function PRECIV Software
U-CBS

*1 For BXFM system only
*2 Please select as necessary

Diagrama do sistema BX53M

(para observagdo polarizada)

|Camera adaptors 3 bigital cameras

U-TV0.35XC-2
U-TV0.63XC

|

I
! i
! i
! |
| U-CMAD3 + U-TV1X-2 U-TV0.5XC-3 :
| U-TViXC |
! |
! i
! i
! |

. i -
' Tubes and eyepieces i
I
| I
| Wide-field
| rinocular tube [ Sige tube | %, Eyepieces | |
! U-TR30-2 U-TLU WHN10X |
! U-TTR-2 WHN10X-H | |
| CROSS I
I WHN1OX | |
| I
- -

i

l

l

I

| u Attachment for [ ]

! orthoscopic q

| % Observation I — ar_%:)sﬁop\c observation
1 U-OPA

l
I
|

I
l
i
|
Attachment for conoscopic and |
i
|
|
l
i
|
|

Standard arm

BX3-A

Rotatable analyzer
U-AN360P-2

i 1
'Nosepieces !
| I
I I
! o T !
! Objectives |
| For POL with ° |
| centering holes |
1 U-P4RE |
I I
| POL !
: objectives :

Compensators

U-CWE2
U-CSE

i 5
! i
I
| |
) U-TP530 U-CTB |
: @ U-TP137 U-CBE !
|
! i
! i
! |
! |

(3 eignt adaptor
BX3M-ARMAD

] BX53M frame for
A reflected/transmitted light
BX53MTRF-S

COVER-018*

lamp housing Controller for BX3M

BXSM-LEDT i Control box
4 BX3M-CB

Controller for
BX3M

Hand switch Standalone PC with
BX3M-HS  connection kit PRECIV Software
DP2-AOU

I
l
I
l
|
l
I
I
l
l
l
|
I
I
I
l
I
l
| Transmitted LED
I
I
I
l
I
l
|
l
I
I
l
I
l
|
l
l
I

a
|
|
Rotatable stage :
U-SRG2 |
U-SRP |
i
|
|
I
|
|
l

Mechanical stage
U-FMP

i
|
|
i
|
Polarizing condenser :
uU-POC-2 |
|

|

Filter (@45) !

|

|

i

43IF550-W45
45-IF546
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Especificagcoes

Entry (Bésica) ‘ Standard (Padr&o) ‘ Advanced (Avancada)
Sistema dptico Sistema ptico UIS2 (corrigido para o infinito)
Estativa do microscépio BX53MRF-S BX53MTRF-S BX53MRF-S BX53MTRF-S BX53MRF-S BX53MTRF-S
p (Refletida) (Refletida/transmitida) (Refletida) (Refletida/transmitida) (Refletida) (Refletida/transmitida)
Percurso: 25 mm
Trago fino por rotagdo: 100 pm
Foco .
Regulagdo minima: 1 ym
Com limite macrométrico superior, ajuste de torque para botdo macro
< Refletida: 65 mm (sem espagador), 105 mm (com o BX3M-ARMAD)
Altura méx. da amastra Refletida/transmitida: 35 mm (sem espacador), 75 mm (com o BX3M-ARMAD)
Tubo de observacdo Campo amplo (FN 22) U-TR30-2 invertido: trinocular
BX3M-KMA-S
: BX3M-RLAS-S
Luz refletida LED branco, .BF/DIC/POL/MI.X FSL AS. . Codificado, LED branco, BF/DF/DIC/POL/MIX FS, AS (com mecanismo de centralizagéo), interbloqueio BF/DF
(com mecanismo de centraliza¢ao), interbloqueio BF/DF
iluminagéo BX3M-LEDT BX3M-LEDT BX3M-LEDT
LED branco
Luz transmitida - Condensadores Abbe/de - LED branco - LED branco
A Condensadores Abbe/de Condensadores Abbe/de
f longa distancia de longa distancia de trabalho longa distancia de trabalho
CO_“J‘{"t? trabalho
princpe Revélver porta-objetivas giratério U-5RE-2 U-DGBDRE U-D6BDRES-S
Para BF: quintuplo Para BF/DF: séxtuplo Para BF/DF: séxtuplo, codificado
WHN10X
Ocular (FN 22)
WHN10X-H
BX3M-CB
Caixa de controle
BX3M-HS
Controlador manual
Observagao MIX — U-MIXR-2
Deslizador MIX para
observagao de luz refletida
U-MIXRCBL
Cabo para MIXR
Condensador (longa distancia de trabalho) — ‘ U-LWCD ‘ — ‘ U-LWCD — U-LWCD
Cabo de alimentagdo UYCP (x1) UYCP (x2)
Peso Refletida: Aprox. 15,8 kg (34,8 Ib) (estativa do microscdpio: 7,4 kg (16,3 Ib))
Refletida/transmitida: Aprox. 18,3 kg (40,3 Ib) (estativa do microscdpio: 7,6 kg (16,8 Ib))
. Observagao BF/POL/FL
Conjunto MPLFLN —
MPLFLN5X, 10X, 20X, 50X, 100X
. Observagao BF/DF/DIC/POL/FL
Conjunto MPLFLN BD
Objeti MPLFLN5XBD, 10XBD, 20XBD, 50XBD, 100XBD
jetivas —
. Observagao BF/DF/DIC/POL/FL
Conjunto MPLFLN-BD, LMPLFLN-BD
MPLFLN5XBD, 10XBD, LMPLFLN20XBD, 50XBD, 100XBD
Observagao BF/DF/DIC/POL/FL
MPLFLN-BD, MXPLFLN-BD, LMPLFLN-BD MPLFLN5XBD, 10XBD, MXPLFLN20XBD, 50XBD, LMPLFLN20XBD, 50XBD, 100XBD
. Platina com haste direita coaxial/76 mm (X) x 52 mm (Y), com ajuste de torque
Conjunto de 76 mm x 52 mm U-SVRM, U-MSSP
. Platina com haste direita coaxial de grandes dimensdes/100 mm (X) x 100 mm (Y), com mecanismo de bloqueio no eixo Y
Conjunto de 100 mm x 100 mm U-SICAR2, U-MSSP4
N . Platina com haste direita coaxial de grandes dimensoes/100 mm (X) x 100 mm (Y), com mecanismo de bloqueio no eixo Y (placa de vidro)
Platina (X xY) Conjunto de 100 mm x 100 mm (G) U-SICAR2, U-MSSPG
Conjunto de 150 mm x 100 mm Platina com haste direita coaxial de grandes dimensoes/150 mm (X) x 100 mm (Y), com ajuste de torque e mecanismo de bloqueio no eixo Y
J U-SIC64, U-SHG, U-5P64
. Platina com haste direita coaxial de grandes dimensdes/150 mm (X) x 100 mm (Y), com ajuste de torque e mecanismo de blogueio no eixo Y (placa de vidro)
Conjunto de 150 mm x 100 mm (G) U-SIC64, U-SHG, U-SPG64
Conjunto de observagdo MIX* BX3M-CB, BX3M-HS, U-MIXR-2, U-MIXRCBL —
DIC* U-DICR
Tubos intermediarios U-CA, U-EPA2, U-TRU
Opcional Filtros U-25ND6, U-25ND25, U-25LBD, U-25LBA, U-25Y48, U-AN360-3, U-AN360P-2, U-PO3, U-25IF550, U-25L42, U-25, U-25FR
pciona

Filtro para condensador

43IF550-W45, U-POT

Placa de platina

U-WHP64, BH2-WHR43, BH2-WHR65, U-WHP2, BH2-WHR43

Suporte de espécime

U-HRD-4, U-HLD-4, U-HRDT-4, U-HLDT-4

Pega de borracha

U-SHG, U-SHGT

*N&o pode ser usado com o U-5RE-2.

Unidades BX53M/BXFM ESD

Fluorescéncia \ Infravermelho \ Polarizacdo
Sistema 6ptico Sistema 6ptico UIS2 (corrigido para o infinito)
BX53MTRF-S

Conjunto
principal

Estativa do microscopio

BX53MRF-S BX53MTRF-S
i Refletid

1smitida)

‘ BXS3MRES

(Refletida/transmitida)

Foco

Percurso: 25 mm

Trago fino por rotagdo: 100 ym

Regulagdo minima: 1 pm

Com limite macrométrico superior, ajuste de torque para botdo macro

Altura méx. da amostra

Refletida 65 mm (sem espagador) 105 mm (com BX3M-ARMAD) Refletida/transmitida 35 mm (sem espagador) 75 mm (com BX3M-ARMAD)

Campo amplo (FN 22)

U-TR30-2 invertido: trinocular

‘ U-TR30IR invertido: trinocular para IV

U-TR30-2 invertido: trinocular

Lente Bertrand

Focalizacdo

Limitador de campo N
Bertrand 23,4 mm de didmetro (fixo)
Ativar ou desativar a
Tubo de B Acessério troca de lentes
observaggo intermedidriodeluz | Bertrand entre - Posicéo do deslizador @ dentro
polarizada (U-CPA) observacao Posicéo do deslizador O fora
ortoscopica e
conoscépica
Suporte do Analisador giratdrio com suporte
analisador (U-AN360P-2)
BX3M-URAS-S Luz refletida universal codificada, torre da unidade de espelho de 4
Observagdo FL posicdes, (padrdo: U-FWUS, U-FWBS, U-FWGS, U-FBF etc.) com FS, AS (com mecanismo de | -
centralizagdo)
BX3M-RLA-S
Lampada de halogénio de 100 W para 1V,
BF/IV, AS (com mecanismo de
Luz refletida centralizago)
. U-LH100IR
luminag3o Observago IV - (incluindo 12V10W HAL-L) -
Fonte de |uz de halogénio de 100 W para IV|
Fonte de ¢do TH4-100 de 100 W
Controlador manual TH4-HS
Cabo de extensdo U-RMT
BX3M-LEDT
Luz transmitida Observagdo POL - LED branco

Condensadores Abbe/de longa distancia
de trabalho

Revélver porta-objetivas giratério

U-D6BDRES-S
Para BF/DF: séxtuplo, codificado

U-5RE-2
Para BF: quintuplo

U-PARE

Quédruplo, componentes acoplaveis
centralizaveis, lamina de retardo de
comprimento de onda de 1/4 (U-TAD),
cor de placa (U-TP530) e varios
compensadores podem ser acoplados
usando o adaptador de placa (U-TAD).

Ocular (FN 22)

WHN10X

WHN10X-H

CROSS-WHN10X

Unidades de espelho

U-FDF  Para DF

U-FBFL  Para BF, filtro ND integrado

U-FBF  Para BF, filtro ND removivel

U-FWUS Para FL ultravioleta

U-FWBS Para FL azul

U-FWGS Para FL verde

Filtro/Polarizador/Analisador

U-25FR  Filtro azul

U-BP1100IR/U-BP1200IR
Filtros de trajetéria de banda para IV

431F550-W45
Filtro verde

U-POIR  Deslizador polarizador refletido para IV

U-AN360IR
Deslizador analisador rotativo para IV

U-AN360P-2
Indicador de 360° giratdrio com dngulo
minimo de 0,1°

Condensador

U-LWCD Longa distancia de trabalho

U-POC-2

Condensador acromatico livre de tenséo
Polarizador de rotagéo de 360° com lentes
superiores acrométicas swing-out.

0O botéo de parada na posi¢ao “0°" é ajustével.
AN 0,9 (lente superior dentro)/AN 0,18
(lente superior fora)

Diafragma da iris de abertura: ajustavel
dos didmetros de 2 mm a 21 mm.

Deslizador/Compensadores

U-TAD Deslizador (adaptador de placa)

U-TP530 Placa de tonalidade

U-TP137 Placa de retardo de comprimento
de onda de 1/4

Cabo de alimentacéo

UYCP (x1)

UYCP (x2)

UYCP (x1)

Refletida: Aprox. 15,8 kg (348 1b) Refletida/transmitida: Aprox. 18,3 kg (40,3 Ib)

Aprox. 18,9 kg (41,7 Ib) (estativa do

Aprox. 16,2 kg (35,7 Ib)

Itens

Estativa do microscépio

BX53MRF-S, BX53MTRF-S

Tluminador

BX3M-KMA-S, BX3M-RLA-S, BX3M-URAS-S, BX3M-RLAS-S

Porta-objetivas

U-D6BDREMC, U-D6BDRES-S, U-D5BDRES-ESD, U-5RES-ESD

Platina

U-SIC4R2, U-MSSP4

25

Peso E?Z‘;ﬁ'g; do microscopio 7.4 kg (estativa do microscépio 7,6 kg (16,8 Ib)) microscépio 7,4 kg (16,3 Ib)) (estativa do microscdpio 7,6 kg (16,8 Ib))
Fluorescéncia Guia de luz Conjunto de luz guia U-LGPS, U-LLGAD, U-LLG150
refletida fonte N . . - o
deluz Ldmpada de merctrio Conjunto de lampadas de merctrio U-LH100HGAPO1-7, USH-1030L (x2), U-RFL-T, U-RCV
Coniunto MPLELN Observagao BF/DIC/POL/FL
) MPLFLNSX, 10X, 20X, 50X, 100X —
. Observagao BF/DF/DIC/POL/FL
Conjunto MPLFLN BD

MPLFLNSXBD, 10XBD, 20XBD, 50XBD, 100XBD

Conjunto MPLFLN-BD, LMPLFLN-BD

Observagao BF/DF/DIC/POL/FL

Objetivas MPLFLN5XBD, 10XBD, LMPLFLN20XBD, 50XBD, 100XBD
Conjunto MPLFLN-BD, MXPLFLN-BD, LMPLFLN-BD Observagao BF/DF/DIC/POL/FL, MPLFLN5XBD, 10XBD, MXPLFLN20XBD, 50XBD, LMPLFLN20XBD, 50XBD, 100XBD
Observagéo IV
Conjunto IV - LMPLNS5XIR, 10XIR, -
LCPLN20XIR, 50XIR, 100XIR
. Observagdo POL
Conjunto POL - UPLFLNAXP.10XP.20XP40XP
Platina com haste direita coaxial/76 mm (X) x 52 mm (Y), com ajuste de torque
Conjunto de 76 mm x 52 mm U-SVRM, U-MSSP
. Platina com haste direita coaxial de grandes dimens6es/100 mm (X) x 100 mm (Y), com mecanismo de bloqueio no eixo Y
Conjunto de 100 mm x 100 mm U-SICAR?, U-MSSP4
. Platina com haste direita coaxial de grandes dimensdes/100 mm (X) x 100 mm (Y), com mecanismo de bloqueio no eixo Y (placa de vidro)
Conjunto de 100 mm x 100 mm (G) U-SIC4R?, U-MSSPG
Platina (X x Y) ] Platina com haste direita coaxial de grandes dimensdes/150 mm (X) x 100 mm (Y), com ajuste de torque e mecanismo de blogueio no eixo Y
Conjunto de 150 mm x 100 mm U-SIC64, U-SHG, U-SP64
. Platina com haste direita coaxial de grandes dimens6es/150 mm (X) x 100 mm (Y), com ajuste de torque e mecanismo de bloqueio no eixo Y (placa de vidro)
Conjunto de 150 mm x 100 mm (G) U-SIC64, U-SHG, U-SPG64
U-SRP+U-FMP
Conjunto POL - Platina de polarizagao giratéria
+ platina mecénica
Conjunto de observagdo MIX* BX3M-CB, BX3M-HS, U-MIXR-2, U-MIXRCBL
DIC* U-DICR
Tubos intermediérios U-CA, U-EPA2, U-TRU
Opcional Filtros U-25ND6, U-25ND25, U-25LBD, U-25LBA, U-25Y48, U-AN360-3, U-AN360P-2, U-PO3, U-25IF550, U-25L42, U-25, U-25FR

Filtro para condensador

431F550-W45, U-POT

Placa de platina

U-WHP64, BH2-WHR43, BH2-WHR65, U-WHP2, BH2-WHR43

Suporte de espécime

U-HRD-4, U-HLD-4, U-HRDT-4, U-HLDT-4

Pega de borracha

U-SHG, U-SHGT

*Na&o pode ser usado com o U-5RE-2.



Dimensoes

BX53M (para combinacdo refletida)

BX53M (para combinagdo de luz refletida/luz transmitida) ~ Sistema BXFM
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BX53M (para observagdo por IV)

BX53M (para observacdo polarizada)
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EVIDENT

EvidentScientific.com

Evident Corporation
Shinjuku Monolith, 2-3-1 Nishi-Shinjuku,
Shinjuku-ku, Téquio 163-0910, Japdo

A EVIDENT CORPORATION possui certificagdo 15014001.

Para detalhes sobre o registro de certificagio, olympus-ims.com/en/iso.

A EVIDENT CORPORATION possui certificagdo 1S09001.

« Este produto foi projetado para ser usado em ambientes industriais segundo as normas de EMC. O seu uso em
um ambiente residencial pode afetar outros equipamentos no ambiente.

+ Todos os nomes de empresas e produtos sao marcas registradas e/ou marcas dos respectivos proprietarios.
Evident, o logotipo Evident e PRECIV sdo marcas comerciais da Evident Corporation ou de suas subsidiarias.

« As imagens nos monitores do computador sdo simuladas.

« As especificagdes e aparéncias estao sujeitas a alteragdes sem qualquer aviso prévio ou obrigagdo por parte
do fabricante.

+ Dispositivos de iluminagao para microscépios possuem vida Gtil sugestiva. Sdo necessarias inspecdes periédicas.
Acesse nosso site para obter mais detalhes.
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